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１．概要（Summary） 

紫外線レーザーで微細加工された有機薄膜表面形状

の観察をした。加工サイズや照射光エネルギーを変化さ

せた場合の表面状態を観測することで、新しいデバイス

開発のための基礎的要素技術を向上させることを目的と

した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
白色干渉式非接触三次元形状測定器（ブルカーエイエ

ックスエス社製、NT9100） 
 
【実験方法】 

紫外線レーザーを用いて加工した有機薄膜表面を、白

色干渉式非接触三次元形状測定器を用いて非接触で観

測した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
一度目の測定では、観察する位置を見つけることが出

来ずに終了した。原因は加工サイズが 1µm 程度の正方

形であったため小さすぎ、2 時間程度かけて表面全体を

探してみたが、見つけることは出来なかった。今後は観察

ポイントが分かるように、予めその周辺に目印となる大きな

加工を施しておくことが必要だと分かった。また観察箇所

周辺に微小なゴミが付着しており、高低差を調べる観察

に影響すると感じた。これらのパーティクルはレーザー加

工時に発生すると思われるため、密閉箱内での加工や、

静電ブローワーなどでの対処が必要になると思われた。 
2 度目の測定では、加工した場所に目印をつけてあっ

たので、すぐに観察場所を探すことができた。しかしパー

ティクルは多く残っており、今後のデバイス開発に向けて

加工時に発生する除去方法を検討する必要があることが

分かった。またサンプルは一辺が 100µm，20µm，10µm
の正方形の加工サイズのものを用意し、レーザーエネル

ギーを変化させた場合の断面形状を観測することができ

た。Fig. 1 に観測例を示す。加工端にバリが発生しており、

加工部分にも除去されていないことによる凹凸が発生して

いることが分かった。今後条件を変えた場合の観察を行う

ことで、最適な加工条件を見出す必要があることが分かっ

た。 

 

Fig.1 Example of observed cross-section 
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